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Α�ιτιµε
πελάτη

Σας ευ�αριστ	ύµε για την εµπιστ	σύνη σας και σας ευ��µαστε
κάθε ικαν	π	ίηση και επιτυ�ία στην εργασία σας µε τα υψηλής
α�ίας και απ�δ	σης πρ	ϊ�ντα της Leica Microsystems.

Κατά τ	 σ�εδιασµ� των πρ	ϊ�ντων µας δώσαµε ιδιαίτερ	 �άρ	ς
στ	ν εύ�ρηστ	 και εύκ	λα καταν	ητ� �ειρισµ�. Θα σας
παρακαλ	ύσαµε, ωστ�σ	, να α�ιερώσετε λίγ	 �ρ�ν	 στην
ανάγνωση των 	δηγιών �ρήσης, για να γνωρίσετε τα πρ	τερήµατα
και τις δυνατ�τητες της �άσης µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica
και να τις α�ι	π	ιήσετε κατά τ	ν καλύτερ	 δυνατ� τρ�π	. Αν
έ�ετε κάπ	ια απ	ρία, απευθυνθείτε στην τ	πική αντιπρ	σωπεία
της Leica. Η διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπρ	σωπείας,
π	λύτιµες πληρ	�	ρίες σ�ετικά µε τα πρ	ϊ�ντα µας αλλά και
υπηρεσίες της Leica Microsystems µπ	ρείτε να �ρείτε στην
ιστ	σελίδα µας: www.leica-microsystems.com

Θα σας �	ηθήσ	υµε ευ�αρίστως. Γιατί 	ι λέ�εις Ε=ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Τ�Υ ΠΕΛΑΤΗ γρά�	νται σ' εµάς µε κε�αλαία γράµµατα. Πριν και
µετά την αγ	ρά.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Τ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης
Αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών διατίθεται σε 20 ακ�µη γλώσσες.
Θα τις �ρείτε �λες στ	 διαδραστικ� CD-ROM.
Μπ	ρείτε να µετα�	ρτώσετε εγ�ειρίδια 	δηγιών �ρήσης και
ανα�αθµίσεις απ� την ιστ	σελίδα µας www.stereomicroscopy.com.

Σε αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης περιγρά�	νται 	ι
καν	νισµ	ί ασ�αλείας, η συναρµ	λ�γηση, 	 �ειρισµ�ς και τα
ε�αρτήµατα της ESD, Τυπικής και Μεγάλης �άσης µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να.
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Πριν θέσετε τ
 πρ
ϊν σε λειτ
υργία, δια�άστε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης και τις υπ
δεί�εις
ασ�αλείας.

�ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica είναι µη�ανικές
συσκευές, π	υ αυ�άν	υν την ακτίνα δράσης στερε	σκ	πικών
µικρ	σκ	πίων και µακρ	σκ	πίων και �ελτιών	υν τη µετακίνησή
τ	υς πάνω απ� µεγάλα δείγµατα εργασίας. � ε�	πλισµ�ς
συµπληρώνεται απ� λαµπτήρες και διά�	ρες άλλες µ	νάδες
ε�αρτηµάτων, π.�. για �ωτ	γρά�ιση, τηλε�ραση, δεύτερ	
παρατηρητή κ.α..

• Αν η συσκευή �ρησιµ	π	ιηθεί µε τρ�π	 δια�	ρετικ� απ� αυτ�ν
π	υ περιγρά�εται σε αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	, µπ	ρεί να πρ	κληθεί
τραυµατισµ�ς ή υλικές �ηµιές.

• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απ	συναρµ	λ�γηση
µη�ανικών µερών, αν αυτή δεν περιγρά�εται ρητά στ	
εγ�ειρίδι	.

• �ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica πρ		ρί�	νται για
�ρήση κυρίως σε κλειστ	ύς �ώρ	υς.

• Σε περίπτωση �ρήσης σε αν	ικτ� �ώρ	, θα πρέπει να
πρ	�υλά�ετε τη �ρησιµ	π	ι	ύµενη �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να απ� σκ�νη και υγρασία. ∆εν επιτρέπεται η �ρήση
ηλεκτρικών �ωτισµών σε αν	ικτ	ύς �ώρ	υς.

�ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να ESD, Τυπική και Μεγάλη
είναι κατασκευασµένες απ� απαγωγ� υλικ� ESD
(ηλεκτρ	στατικών εκ�	ρτίσεων), εµπ	δί�	ντας έτσι τη
δηµι	υργία ηλεκτρ	στατικών �	ρτίων.

Γενικές υπ
δεί�εις

Ενδεδειγµένη �ρήση

Μη ενδεδειγµένη �ρήση

#ώρ
ς �ρήσης

#ρήση σε
πρ
στατευµέν
υς 

απ ηλεκτρ
στατική
εκ�ρτιση (ESD)

�ώρ
υς

Καννες ασ�αλείας
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Η διενέργεια επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται µ�ν	 σε
τε�νικ	ύς σέρ�ις, εκπαιδευµέν	υς απ� τη Leica. Επιτρέπεται να
�ρησιµ	π	ι	ύνται µ�ν	 γνήσια ανταλλακτικά της Leica.

• Βε�αιωθείτε πως 	ι �ρήστες έ�	υν δια�άσει και καταν	ήσει
αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	 και ιδιαίτερα τις υπ	δεί�εις ασ�αλείας.

• � �ειρισµ�ς, η συντήρηση και η επισκευή των �άσεων µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica επιτρέπ	νται µ�ν	 σε
ε�	υσι	δ	τηµέν	 και κατάλληλα εκπαιδευµέν	 πρ	σωπικ�.
Μεριµνήστε γι' αυτ�.

Σε �ώρ	υς εργασίας �π	υ υπάρ�	υν �άσεις µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να, διευκ	λύνεται η εργασία µε µεγάλα δείγµατα, αλλά
επι�αρύνεται η ικαν�τητα συγκέντρωσης, η �ραση και τ	 µυϊκ�
σύστηµα τ	υ �ρήστη. Σε µεγάλ	υς �ρ�ν	υς αδιάλειπτης �ρήσης,
ενδέ�εται να εµ�ανιστ	ύν συµπτώµατα κ�πωσης των 	�θαλµών
και τ	υ µυ	σκελετικ	ύ συστήµατ	ς. Σε αυτές τις περιπτώσεις
απαιτείται η λήψη µέτρων για τ	ν περι	ρισµ� της καταπ�νησης:

• �έλτιστη διαµ�ρ�ωση τ	υ �ώρ	υ εργασίας, της �ύσης των
εργασιών και τ	υ τρ�π	υ εργασίας (συ�νή εναλλαγή
δραστηρι	τήτων).

• λεπτ	µερή καθ	δήγηση τ	υ πρ	σωπικ	ύ µε τη λήψη
εργ	ν	µικών και 	ργανωτικών µέτρων.

� εργ	ν	µικ�ς σ�εδιασµ�ς τ	υ 	πτικ	ύ συστήµατ	ς των
στερε	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων Leica και η κατασκευή των
�άσεων µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να απ	σκ	π	ύν στην ελά�ιστη
δυνατή καταπ�νηση τ	υ �ρήστη.

Επισκευαστικές
εργασίες

Απαιτήσεις απ τ
ν
υπεύθυν


Γενικ
ί καν
νισµ
ί ασ�αλείας
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Κατά την εγκατάσταση πρ	ϊ�ντων Leica σε πρ	ϊ�ντα τρίτων
κατασκευαστών λά�ετε υπ�ψη σας τα ε�ής:
Υπεύθυν	ς για την τήρηση των ισ�ύ	ντων καν	νισµών
ασ�αλείας, ν�µων και 	δηγιών είναι 	 κατασκευαστής τ	υ
συν	λικ	ύ συστήµατ	ς ή 	 υπεύθυν	ς κυκλ	�	ρίας τ	υ.

Λά�ετε υπ�ψη τις πρ	�λεπ�µενες εκ τ	υ ν�µ	υ γενικές και κατά
τ�π	υς ισ�ύ	υσες διατά�εις, π	υ α�	ρ	ύν στην πρ�ληψη
ατυ�ηµάτων και την πρ	στασία τ	υ περι�άλλ	ντ	ς.

Σε �τι α�	ρά την απ�ρριψη των ανωτέρω πρ	ϊ�ντων, πρέπει να
ε�αρµ��	νται 	ι κατά τ�π	υς ισ�ύ	ντες ν�µ	ι και πρ	διαγρα�ές.

Σύµ�
λα τ
υ εγ�ειριδί
υ 
δηγιών �ρήσης

Υπ
δεί�εις ασ�αλείας
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	�	ρίες π	υ πρέπει να
δια�αστ	ύν και να τηρ	ύνται. Τυ��ν παράλειψη 

• µπ
ρεί να 
δηγήσει σε τραυµατισµ.
• µπ
ρεί να πρ
καλέσει δυσλειτ
υργίες ή /ηµιές στη συσκευή.

Σηµαντικές πληρ
�
ρίες
Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� επισηµαίνει πρ�σθετες πληρ	�	ρίες ή
επε�ηγήσεις, 	ι 	π	ίες συµ�άλλ	υν στην καταν�ηση των 	δηγιών.

Ενέργεια
� Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ κειµέν	υ,

σε ενέργειες στις 	π	ίες πρέπει να πρ	�είτε.

Συµπληρωµατικές υπ
δεί�εις
• Τ	 σύµ�	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ κειµέν	υ,

σε συµπληρωµατικές πληρ	�	ρίες και επε�ηγήσεις.

Εγκατάσταση σε
πρ
ϊντα άλλ
υ

κατασκευαστή

Ν
µικές διατά�εις 

Απρριψη
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#ρήση πέλµατ
ς και σ�ιγκτήρα τραπε/ι
ύ

Τ	 πέλµα και 	 σ�ιγκτήρας τραπε�ι	ύ
απ	τελ	ύν ε�αρτήµατα στερέωσης τ	υ
	ρθ	στάτη στ	 �ώρ	 εργασίας. Φέρ	υν 
τ	 συν	λικ� �άρ	ς τ	υ ε�	πλισµ	ύ τ	υ

στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ και γι' αυτ� πρέπει
να τα εγκαταστήσετε µε πρ	σ	�ή.

• Στερεώστε τ	 σ�ιγκτήρα τραπε�ι	ύ (εικ. 4.1) σε
µια σκληρή επι�άνεια εργασίας επαρκ	ύς πά�	υς
(21-70mm).

• Ελέγ�ετε ανά τακτά �ρ	νικά διαστήµατα τη
σωστή έδραση τ	υ σ�ιγκτήρα τραπε�ι	ύ και
ενδε�	µένως δι	ρθώνετέ την.

• Κατά την εγκατάσταση τ	υ πέλµατ	ς,
�ε�αιωθείτε πως έ�ει επιλεγεί 	 κατάλληλ	ς
τύπ	ς και τ	 µήκ	ς �ίδας για τ	 εκάστ	τε
δάπεδ	, απ� έµπειρ	 πρ	σωπικ�.

Κατά την εργασία

�ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να της
Leica έ�	υν �ελτιστ	π	ιηθεί για να σας
πρ	σ�έρ	υν τη µεγαλύτερη δυνατή
ευελι�ία, έ�	ντας ελά�ιστ	 �άρ	ς και

απαιτήσεις �ώρ	υ. Για να α�ι	π	ιήσετε στ	 έπακρ	
τις δυνατ�τητες της �άσης µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να, πρέπει να λά�ετε υπ�ψη σας τα ε�ής:

• Φέρετε τη �άση στην αρ�ική της θέση, πριν
αλλά�ετε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	.
(�λ. σελίδα 31)

• Πρ	σέ�τε τις υπ	δεί�εις 	ρι��ντιας περιστρ	�ής
πριν συνε�ίσετε την εργασία σας, µετά απ�
αλλαγή ε�	πλισµ	ύ (σελίδα 32).

Μετα�
ρά �άσεων µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

∆ια�άστε τις υπ	δεί�εις στη σελ. 30 για
την ασ�αλή απ	συναρµ	λ�γηση και
µετα�	ρά της �άσης µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να.

∆ιάτα�η των �άσεων µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

Η επίπεδη �άση των �άσεων µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να απ	τελείται απ�
2 �αριά µεταλλικά µέρη και µπ	ρεί σε
περίπτωση µη ενδεδειγµένης �ρήσης,

λ�γω τ	υ µεγάλ	υ της �άρ	υς, να 	δηγήσει σε
τραυµατισµ� ή �ηµιά τ	υ περι�άλλ	ντ	ς εργασίας
και τ	υ ε�	πλισµ	ύ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ
Leica.

• Για τη συναρµ	λ�γηση των �άσεων µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να �ρειά�	νται δύ	 άτ	µα,
εκ των 	π	ίων τ	 ένα θα διατηρεί τα πρ	ς
συναρµ	λ�γηση µέρη διαρκώς ακινητ	π	ιηµένα.
(Εικ. 1)

• Jρησιµ	π	ιήστε αντι	λισθητικ� υπ�θεµα (π.�.
στρώµα απ� λάστι�	) κατά την τ	π	θέτηση τ	υ
	ρθ	στάτη επάνω στην επίπεδη �άση για να
απ	�ύγετε 	λίσθησή της.

• Η επίπεδη �άση θα πρέπει πάντ	τε να
τ	π	θετείται σε επίπεδη επι�άνεια.

� δακτύλι	ς στήρι�ης (στ	ν ESD και
Τυπικ� 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να) εµπ	δί�ει την
ακ	ύσια πτώση τ	υ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να.

• Κάθε αλλαγή θέσης στ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να θα
πρέπει να ακ	λ	υθείται απ� αντίστ	ι�η
µετακίνηση τ	υ δακτύλι	υ ασ�άλισης (εικ. 2.2)
και σύσ�ι�η της �ίδας ή τ	υ µ	�λ	ύ σύσ�ι�ης 
(εικ. 2.1).

Η ρ	δέλα ασ�αλείας (εικ 3.1) επιτρέπει
την ελεύθερη περιστρ	�ή τ	υ
µη�ανισµ	ύ εστίασης πάνω απ� τ	
αντικείµεν	, ακ�µη και αν 	 πείρ	ς έ�ει

τ	π	θετηθεί απ� κάτω. Παράλληλα, η ρ	δέλα
ασ�αλείας εµπ	δί�ει την ακ	ύσια πτώση τ	υ
στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ, σε περίπτωση π	υ
επιθυµείτε να ελευθερώσετε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης
(εικ. 3.2) ενώ εργά�εστε.

Σ�ί�τε τ	 µ	�λ� ή τη �ίδα σύσ�ι�ης στ	
�ρα�ί	να εστίασης (εικ. 3.3) πριν απ� την
εισαγωγή τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ
µικρ	σκ	πί	υ στ	 �	ρέα.

Καν
νισµ
ί ασ�αλείας για �άσεις µε περιστρ
�ικ
�ρα�ί
να

Κατά τη �ρήση της �άσης µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να Leica θα πρέπει να τηρείτε τις
υπ
δεί�εις ασ�αλείας π
υ ανα�έρ
νται σε αυτ τ
 εγ�ειρίδι
, ώστε να απ
�ύγετε
τραυµατισµ σας ή υλική /ηµιά τ
υ ε�
πλισµ
ύ στερε
σκ
πικ
ύ µικρ
σκ
πί
υ Leica και τ
υ
περι�άλλ
ντ
ς εργασίας.
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Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 3

1
2

1
2

Εικ. 1 Τ	π	θέτηση τ	υ 	ρθ	στάτη στην επίπεδη
�άση µε δύ	 άτ	µα

Εικ. 3 Τυπικ�ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας µε �ρα�ί	να
εστίασης π	υ έ�ει τ	π	θετηθεί απ� κάτω

1 Ρ	δέλα ασ�αλείας
2 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης στ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
3 Βίδα ε�άγωνης κε�αλής για τη σταθερ	π	ίηση

της κλίσης στ	 �ρα�ί	να εστίασης

Εικ. 2 ESD 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας µε σταυρωτή
άρθρωση και δακτύλι	 στήρι�ης στ	ν
	ρθ	στάτη 470/35

1 Βίδα σύσ�ι�ης στ	 δακτύλι	 στήρι�ης
2 ∆ακτύλι	ς στήρι�ης

Εικ. 4 Σ�ιγκτήρας τραπε�ι	ύ για τ	ν ESD και τ	ν
Τυπικ� 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

Εικ. 4

3
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=ρθ
στάτης ➜ Επίπεδη �άση

Για την τ	π	θέτηση τ	υ 	ρθ	στάτη
470/35 στη Μικρή και Μεσαία επίπεδη
�άση �ρειά�	νται δύ	 άτ	µα. Έτσι
απ	�εύγετε τ	ν κίνδυν	 ανατρ	πής της

�άσης και των επακ�λ	υθων �ηµιών!

� Τ	π	θετήστε την επίπεδη �άση επάνω σε
αντι	λισθητικ� υπ�θεµα.

� Κρατώντας τη �ίδα µε σπείρωµα κάτω απ� την
επίπεδη �άση, σπρώ�τε την διαµέσ	υ της
επίπεδης �άσης.

� Ε�αρµ�στε απ� πάνω την αστερ	ειδή ρ	δέλα
(εικ. 2.1).

� Τ	 ένα άτ	µ	 ακινητ	π	ιεί τη �άση, ενώ τ	 άλλ	
�ιδώνει σ�ικτά τ	ν 	ρθ	στάτη (εικ. 1)!

=ρθ
στάτης ➜ Σ�ιγκτήρας τραπε/ι
ύ

� Κρατώντας τη �ίδα µε σπείρωµα απ� κάτω,
περάστε τη διαµέσ	υ της κατάλληλης 	πής.

� Ε�αρµ�στε απ� πάνω την αστερ	ειδή ρ	δέλα.
� Βιδώστε τ	ν 	ρθ	στάτη µε τ	 σ�ιγκτήρα τραπε�ι	ύ.

(Εικ. 3)
� Βιδώστε τ	 σ�ιγκτήρα τραπε�ι	ύ, στ	ν 	π	ί	

έ�ετε πρ	σαρτήσει τ	ν 	ρθ	στάτη, στην
πρ	�λεπ�µενη θέση της επι�άνειας εργασίας.

Βε�αιωθείτε πως η επι�άνεια εργασίας
(πά�	ς: 21-70mm) επαρκεί για τη
συγκράτηση της �άσης µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να µα�ί µε τ	ν ε�	πλισµ� της.

Ελέγ�ετε την έδραση τ	υ σ�ιγκτήρα
τραπε�ι	ύ στην επι�άνεια εργασίας ανά
τακτά �ρ	νικά διαστήµατα.

=ρθ
στάτης ➜ Πέλµα

� Κρατώντας τη �ίδα µε σπείρωµα απ� κάτω,
περάστε τη διαµέσ	υ της κατάλληλης 	πής 

� Ε�αρµ�στε απ� πάνω την αστερ	ειδή ρ	δέλα.
� Βιδώστε τ	ν 	ρθ	στάτη µε τ	 πέλµα,

�ρησιµ	π	ιώντας τ	 κλειδί Allen.

Τ	 πέλµα (εικ. 4) πρέπει να �ιδωθεί απ�
ε�ειδικευµέν	 πρ	σωπικ� στην
πρ	�λεπ�µενη θέση τ	υ �ώρ	υ εργασίας.
Ελέγ�ετε την έδρασή τ	υ ανά τακτά
�ρ	νικά διαστήµατα.

Στ	ν παρε��µεν	 ε�	πλισµ� δεν
περιλαµ�άν	νται 	ι τέσσερις �ίδες για τη
στερέωση τ	υ πέλµατ	ς, δι�τι τ	 µήκ	ς
και 	 τύπ	ς της �ίδας πρέπει να
επιλεγ	ύν µε �άση τ	 εκάστ	τε δάπεδ	.

Συναρµ
λγηση των ESD και Τυπικών �άσεων µε
περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

Η λειτ
υργία των τµηµάτων της �άσης µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να επι�άλλει την κατασκευή
τ
υς απ συµπαγές, �αρύ µέταλλ
. ∆ιασ�αλίστε, ήδη απ την απ
συσκευασία τ
υς, πως
δεν υπάρ�ει κίνδυν
ς τραυµατισµ
ύ απ πτώση ή ανατρ
πή των τµηµάτων αυτών.

Η τ
π
θέτηση τ
υ 
ρθ
στάτη στην επίπεδη �άση θα πρέπει να πραγµατ
π
ιείται πάντ
τε 
απ δύ
 άτ
µα. Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τ
υς υπλ
ιπ
υς καν
νισµ
ύς ασ�αλείας της
σελίδας 12.
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Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 3 Εικ. 4

Εικ. 1 Τ	π	θέτηση τ	υ 	ρθ	στάτη στην επίπεδη
�άση µε δύ	 άτ	µα

Εικ. 3 Τ	π	θέτηση τ	υ 	ρθ	στάτη 470/35 στ	
σ�ιγκτήρα τραπε�ι	ύ

Εικ. 2 Επίπεδη �άση µε �ίδα ε�άγωνης κε�αλής και
αστερ	ειδή ρ	δέλα για την τ	π	θέτηση ESD
και Τυπικ	ύ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να

1 Αστερ	ειδής ρ	δέλα

Εικ. 4 Πέλµα για µ�νιµη τ	π	θέτηση τ	υ
	ρθ	στάτη 470/35 

1
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∆ακτύλι
ς στήρι�ης ➜ =ρθ
στάτης

� Περάστε τ	 δακτύλι	 στήρι�ης πάνω απ� τ	ν
	ρθ	στάτη (εικ. 1.3).

� Σ�ί�τε τη �ίδα σύσ�ι�ης (ESD) ή τ	 µ	�λ�
σύσ�ι�ης (Τυπικ�ς) (εικ. 1.2).

=ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας ➜ =ρθ
στάτης

� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης τ	υ
ύψ	υς (εικ. 1.1).

� Περάστε πρ	σεκτικά τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
πάνω απ� τ	ν 	ρθ	στάτη, µέ�ρι να επικαθήσει
στ	 δακτύλι	 στήρι�ης.

� Παραλληλίστε τ	ν 	ρι��ντι	 ά�	να µε τη
µεγαλύτερ	υ µήκ	υς πλευρά της επίπεδης
�άσης.

� =ανασ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί (εικ. 1.1)
ρύθµισης τ	υ ύψ	υς.

Ευθυγράµµιση των µ
�λών σύσ�ι�ης

• Στ	ν Τυπικ� και Μεγάλ	 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
µπ	ρείτε, µετά τ	 σ�ί�ιµ	 των µ	�λών σύσ�ι�ης,
να τ	υς στρέψετε πρ	ς 	π	ιαδήπ	τε
κατεύθυνση, απ	κτώντας έτσι τη µέγιστη δυνατή
ελευθερία κινήσεων:

� Σ�ί�τε τ	ν εν λ�γω µ	�λ� ασ�άλισης.
� Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ� ασ�άλισης κατά µήκ	ς τ	υ

ά�	νά τ	υ, πρ	ς τα έ�ω (εικ. 2).
� Γυρίστε τ	 µ	�λ� στην επιθυµητή 

θέση και α�ήστε τ	ν εκεί.

Τ
π
θέτηση των �ρα�ινων και µη�ανισµών
εστίασης

Για την τ	π	θέτηση των �ρα�ι�νων και µη�ανισµών
εστίασης ανατρέ�τε στη σελίδα 20.

Εικ. 1

Εικ. 2

1

2

3

Εικ. 1 ESD oρι��ντι	ς �ρα�ί	νας µε σταυρωτή
άρθρωση και δακτύλι	 στήρι�ης στ	ν
	ρθ	στάτη 470/35

1 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ
µήκ	υς εργασίας

2 Βίδα σύσ�ι�ης στ	 δακτύλι	 στήρι�ης
3 ∆ακτύλι	ς στήρι�ης

Εικ. 2 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης στ	 δακτύλι	 στήρι�ης
τ	υ Τυπικ	ύ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να
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=ρθ
στάτης ➜ Επίπεδη �άση

Για την τ	π	θέτηση των 	ρθ	στατών
560/57 και 800/57 στη Μεγάλη επίπεδη
�άση �ρειά�	νται δύ	 άτ	µα. Έτσι
απ	�εύγετε τ	ν κίνδυν	 ανατρ	πής τ	υ

	ρθ	στάτη και των επιπτώσεων της!

� Τ	π	θετήστε τ	ν 	ρθ	στάτη µε την 	δ	ντωτή
ρά�δ	 (εικ. 1.1) µε κατεύθυνση πρ	ς την εσ	�ή
της �άσης, έτσι ώστε 	ι τέσσερις 	πές τ	υ
πέλµατ	ς να ε�αρµ�σ	υν ακρι�ώς στις τέσσερις
	πές µε σπείρωµα της �άσης.

� Τ	 ένα άτ	µ	 ακινητ	π	ιεί τ	ν 	ρθ	στάτη, ενώ τ	
άλλ	 �ιδώνει τ	ν 	ρθ	στάτη µε τις τέσσερις
�ίδες ε�άγωνης κε�αλής (εικ. 1.2).

=ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας ➜ =ρθ
στάτης

� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης τ	υ
ύψ	υς (σελίδα 4, εικ. 1.4).

� Ε�άγετε τη �ίδα π	υ �ρίσκεται στην κε�αλή τ	υ
	ρθ	στάτη (εικ. 2.1).

� Περάστε πρ	σεκτικά τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
πάνω απ� τ	ν 	ρθ	στάτη, µέ�ρι να επικαθήσει
επάνω στην 	δ	ντωτή ρά�δ	 (εικ. 3).

� Πραγµατ	π	ιήστε λίγες πρ	σεκτικές
περιστρ	�ές της µανι�έλας, έως �τ	υ 	 κ	�λίας
της σταυρωτής άρθρωσης «πιάσει» καλά στην
	δ	ντωτή ρά�δ	 και τ	 άνω άκρ	 της
επανεµ�ανιστεί.

� Εισάγετε τη �ίδα π	υ εί�ατε ε�άγει, στην κε�αλή
τ	υ 	ρθ	στάτη (εικ. 2.1).

� =ανασ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης
τ	υ ύψ	υς (σελίδα 4, εικ. 1.4).

#ρήση των µ
�λών σύσ�ι�ης

Για τη �ρήση των µ	�λών σύσ�ι�ης ανατρέ�τε
στη σελίδα 16.

Τ
π
θέτηση των �ρα�ινων και µη�ανισµών
εστίασης

Για την τ	π	θέτηση των �ρα�ι�νων και µη�ανισµών
εστίασης ανατρέ�τε στη σελίδα 20.

Τ
π
θέτηση της Μεγάλης �άσης µε περιστρ
�ικ
�ρα�ί
να

Εικ. 1 Τ	π	θέτηση τ	υ 	ρθ	στάτη 560/57 
ή 800/57 στη Μεγάλη επίπεδη �άση

1 Η 	δ	ντωτή ρά�δ	ς έ�ει τ	π	θετηθεί µε
κατεύθυνση πρ	ς την εσ	�ή της �άσης

2 � 	ρθ	στάτης σταθερ	π	ιείται µε τέσσερις
�ίδες ε�άγωνης κε�αλής

Εικ. 2 Βίδα ε�άγωνης κε�αλής στην κε�αλή τ	υ
	ρθ	στάτη 560/57 ή 800/57

Εικ. 3 Περάστε πρ	σεκτικά τη σταυρωτή άρθρωση
τ	υ Μεγάλ	υ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να πάνω απ�
τ	ν 	ρθ	στάτη.
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Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

2

1

1
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Εικ. 1

Βρα�ί
νας εστίασης ➜ =ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας

� Βε�αιωθείτε πως 	 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας
�ρίσκεται στην αρ�ική τ	υ θέση. (Βλ. σελίδα 31)

� Σ�ί�τε �λ	υς τ	υς µ	�λ	ύς και τις �ίδες.
� Λύστε τ	 µ	�λ� ή τη �ίδα σύνδεσης �ρα�ί	να

εστίασης στ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να.
� Α�αιρέστε τη ρ	δέλα ασ�αλείας απ� τ	ν πείρ	

σύνδεσης τ	υ �ρα�ί	να εστίασης.
� Εισάγετε τ	ν πείρ	 (εικ. 1.2) στην υπ	δ	�ή 

(εικ. 1.1) τ	υ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να.
� =ανασ�ί�τε τ	 µ	�λ� ή τη �ίδα σύσ�ι�ης στ	ν

	ρι��ντι	 �ρα�ί	να.

• Ειδική περίπτωση απ	τελεί 	 συνδυασµ�ς στήλης
λήψεως (10 447 259) και �ρα�ί	να εστίασης 
(10 446 344):

� Α�αιρέστε τη ρ	δέλα ασ�αλείας της στήλης
λήψεως.

� Λύστε τη �ίδα ασ�αλείας στ	 �ρα�ί	να εστίασης.
� Περάστε τ	 �ρα�ί	να εστίασης πάνω απ� τη

στήλη.
� Σ�ί�τε τη �ίδα ασ�αλείας.
� =ανα�ιδώστε σ�ικτά τη ρ	δέλα ασ�αλείας.
� =ανασ�ί�τε τ	 µ	�λ� ή τη �ίδα σύσ�ι�ης στ	ν

	ρι��ντι	 �ρα�ί	να.

Τ
π
θέτηση τ
υ πείρ
υ τ
υ �ρα�ί
να εστίασης απ
κάτω

• Μπ	ρείτε, 	υσιαστικά, να πρ	σαρτήσετε τ	ν
πείρ	 των �ρα�ι�νων εστίασης στ	ν 	ρι��ντι	
�ρα�ί	να απ� πάνω, απ� κάτω ή απ� µπρ	στά.

• Αν η πρ	σάρτηση γίνει απ� κάτω, πρέπει
	πωσδήπ	τε να �ρησιµ	π	ιήσετε τη ρ	δέλα
ασ�αλείας (εικ. 2.1):

� Σ�ί�τε τη ρ	δέλα ασ�αλείας στην 	πή µε
σπείρωµα τ	υ πείρ	υ τ	υ �ρα�ί	να εστίασης, µε
τη �	ήθεια της αντίστ	ι�ης �ίδας ε�άγωνης
κε�αλής (εικ. 2.1).

Τ
π
θέτηση των �ρα�ινων και µη�ανισµών εστίασης

Εικ. 2

1

1  2

3

Εικ. 1 Πρ	σάρτηση τ	υ �ρα�ί	να εστίασης στ	ν
	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

1 Υπ	δ	�ή στ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
2 Πείρ	ς τ	υ �ρα�ί	να εστίασης
3 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης για τη σταθερ	π	ίηση τ	υ

�ρα�ί	να εστίασης

Εικ. 2 Βρα�ί	νας εστίασης µε πείρ	 π	υ έ�ει
τ	π	θετηθεί απ� κάτω

1 Ρ	δέλα ασ�αλείας
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Εικ. 1

Μη�ανισµς εστίασης ➜ =ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας

� Βε�αιωθείτε πως 	 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας
�ρίσκεται στην αρ�ική τ	υ θέση (�λ. σελίδα 31).

� Σ�ί�τε �λ	υς τ	υς µ	�λ	ύς και τις �ίδες.
� Λύστε τ	 µ	�λ� ασ�άλισης στη σύνδεση τ	υ

µη�ανισµ	ύ εστίασης (εικ. 1.1).
� Α�αιρέστε τη ρ	δέλα ασ�αλείας απ� τ	ν πείρ	

σύνδεσης τ	υ µη�ανισµ	ύ εστίασης.
� Εισάγετε τ	ν πείρ	 (εικ. 1.2) στην υπ	δ	�ή τ	υ

	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να.
� =ανασ�ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης (εικ. 1.1).

1  2

Εικ. 1 Μη�ανισµ�ς εστίασης στ	 Μεγάλ	 	ρι��ντι	
�ρα�ί	να

1 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης στ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
2 Πείρ	ς τ	υ µη�ανισµ	ύ εστίασης

1

2
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Εικ. 1

Εικ. 2

Τ
π
θέτηση τ
υ �
ρέα µικρ
σκ
πί
υ και τ
υ
στερε
σκ
πικ
ύ µικρ
σκ
πί
υ
Φ
ρέας µικρ
σκ
πί
υ ➜ Μη�ανισµς εστίασης

� Α�αιρέστε τη �ίδα ασ�αλείας στην πρ�σ	ψη τ	υ
µη�ανισµ	ύ εστίασης.

� Πρ	σαρτήστε τ	 �	ρέα µικρ	σκ	πί	υ κατά
τρ�π	, π	υ 	ι δύ	 πείρ	ι τ	π	θέτησης (εικ. 1.1)
να «πιάσ	υν» στις κατάλληλες εσ	�ές τ	υ �	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ.

� Περάστε τη �ίδα ασ�αλείας µέσα απ� την 	πή
τ	υ �	ρέα µικρ	σκ	πί	υ και �ιδώστε τη σ�ικτά
µε τ	 κλειδί Allen. (Εικ.1.2)

Στερε
σκ
πικ µικρ
σκπι
 ➜ Φ
ρέας 
πτικ
ύ
συστήµατ
ς

� Ελέγ�τε και σταθερ	π	ιήστε �λ	υς τ	υς µ	�λ	ύς
και τις �ίδες στη �άση µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να
και τ	 µη�ανισµ�/ �ρα�ί	να εστίασης, πριν
εισάγετε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στ	
�	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

� Λύστε τη �ίδα (εικ. 2.1) στ	 δακτύλι	 τ	υ �	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ.

� Εισάγετε πρ	σεκτικά και µε τα δύ	 �έρια τ	
στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στ	 �	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ. (Εικ. 2)

� Σ�ί�τε πάλι τη �ίδα (εικ. 2.1) στ	 �	ρέα
µικρ	σκ	πί	υ.

Περαιτέρω υπ	δεί�εις για την τ	π	θέτηση
�	ρέων µικρ	σκ	πίων θα �ρείτε στ	
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-105-0en.

Σε αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	 θα �ρείτε επίσης
επιπρ�σθετ	υς πρ	σαρµ	γείς και ε�αρτήµατα για τη
στερέωση λαµπτήρων στις �άσεις µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να Leica (�λ. παράδειγµα στη σελίδα 37)

1

1

2

Εικ. 1 Πρ	σάρτηση τ	υ �	ρέα 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς στ	 µη�ανισµ� εστίασης

1 Πείρ	ς σύνδεσης στ	 µη�ανισµ� εστίασης
2 Βίδα ε�άγωνης κε�αλής για τη σταθερ	π	ίηση

τ	υ �	ρέα

Εικ. 2 Εισαγωγή τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ
στ	 �	ρέα 	πτικ	ύ συστήµατ	ς

1 Βίδα σταθερ	π	ίησης τ	υ στερε	σκ	πικ	ύ
µικρ	σκ	πί	υ
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Βάση µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να ESD
�ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να
Leica έ�	υν �ελτιστ	π	ιηθεί σ�ετικά µε
τη σταθερ�τητα και τ	ν ασ�αλή �ειρισµ�.
Παρ' �λα αυτά, 	 εσ�αλµέν	ς

συνδυασµ�ς ε�	πλισµ	ύ, µήκ	υς εργασίας και
γωνίας περιστρ	�ής µπ	ρεί να 	δηγήσει σε
ανατρ	πή της �άσης. Γι' αυτ� τ	 λ�γ	 δια�άστε
	πωσδήπ	τε τις υπ	δεί�εις ασ�αλείας στις
σελίδες 12-13.

Αλλαγή τ
υ µήκ
υς εργασίας

� Σ�ί�τε �λ	υς τ	υς µ	�λ	ύς και τις �ίδες.
� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί αλλαγής τ	υ

µήκ	υς εργασίας. (Εικ. 1.1)
� Τρα�ή�τε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να έ�ω απ� τη

σταυρωτή άρθρωση, ως τ	 επιθυµητ� µήκ	ς
εργασίας.

� Σ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί στη σταυρωτή
άρθρωση.

Αλλαγή τ
υ ύψ
υς εργασίας

• Μείωση τ	υ ύψ	υς εργασίας:
� Λύστε τη �ίδα σύσ�ι�ης (εικ. 1.3) στ	 δακτύλι	

στήρι�ης (εικ. 1.4) και �ανασ�ί�τε την στ	
επιθυµητ� ύψ	ς εργασίας.

� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης τ	υ
ύψ	υς (εικ. 1.2) και �υθίστε τ	ν 	ρι��ντι	
�ρα�ί	να στ	 επιθυµητ� ύψ	ς.

• Αύ�ηση τ	υ ύψ	υς εργασίας:
� Κρατήστε µε τ	 ένα �έρι τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να.
� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης τ	υ

ύψ	υς. (Εικ. 1.2)
� Σπρώ�τε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να πρ	ς τα επάνω

και σταµατήστε στ	 επιθυµητ� ύψ	ς εργασίας.

� =ανασ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης
τ	υ ύψ	υς (εικ. 1.2).

� Μετακινήστε ανάλ	γα τ	 δακτύλι	 στήρι�ης 
(εικ. 1.4), µέ�ρι να �τάσει κάτω απ� τη σταυρωτή
άρθρωση.

Αλλαγή ε�
πλισµ
ύ

� Φέρετε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να στην αρ�ική τ	υ
θέση (�λ. σελίδα 31), πριν αλλά�ετε τ	
στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 ή πρ	σαρτήσετε
επιπρ�σθετ	 ε�	πλισµ� στη �άση µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να.

� Βε�αιωθείτε πως η �άση ανταπ	κρίνεται στ	
�άρ	ς τ	υ νέ	υ ε�	πλισµ	ύ.Υπ	δεί�εις σ�ετικά
µε τ	 �άρ	ς ε�αρτηµάτων και τ	 µέγιστ	
επιτρεπτ� �άρ	ς θα �ρείτε στις σελίδες 32 ως 37.

Πλάγια περιστρ
�ή τ
υ ε�
πλισµ
ύ

Πριν περιστρέψετε στ	 στερε	σκ	πικ�
µικρ	σκ�πι	 επάνω απ� τ	 δείγµα, µην
παραλείψετε να µετακινήσετε τ	
δακτύλι	 στήρι�ης ως τη σταυρωτή 

άρθρωση και να τ	ν σ�ί�ετε εκεί. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέ�εται να πέσει 	 	ρι��ντι	ς
�ρα�ί	νας κατά τ	 λύσιµ	 τ	υ περιστρ	�ικ	ύ
κ	υµπι	ύ (εικ. 1.2), πρ	καλώντας τραυµατισµ� και
�ηµιές στ	ν ε�	πλισµ� και τα δείγµατα.

� Μετακινήστε τ	 δακτύλι	 στήρι�ης ως τη
σταυρωτή άρθρωση (εικ. 1.3) και σταθερ	π	ιήστε
τ	ν εκεί.

� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί ρύθµισης τ	υ
ύψ	υς (εικ. 1.1) στη σταυρωτή άρθρωση.

� Κλίνατε τ	ν ε�	πλισµ� στην επιθυµητή θέση.
� Σταθερ	π	ιήστε πάλι τ	 ύψ	ς.

#ειρισµς των �άσεων µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

=ι ακλ
υθες υπ
δεί�εις �ειρισµ
ύ περιγρά�
υν την ενδεδειγµένη �ρήση της �άσης µε
περιστρ
�ικ �ρα�ί
να. ∆ιασ�αλίστε, πως στη �άση µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να Leica θα
εργά/
νται απ
κλειστικά και µν
 άτ
µα π
υ έ�
υν δια�άσει και καταν
ήσει τ
 παρν
εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης. Ελέγ�ετε πριν απ κάθε έναρ�η εργασίας την έδραση λων των
µ
�λών και των �ιδών.

Βάσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
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Εικ. 1

2

3
4

1

Εικ. 1 Leica S6 στ	ν ESD 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να µε
δακτύλι	 στήρι�ης στ	ν 	ρθ	στάτη 470/35

1 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ
µήκ	υς εργασίας

2 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ
ύψ	υς

3 Βίδα σύσ�ι�ης για τη σταθερ	π	ίηση τ	υ
δακτύλι	υ στήρι�ης

4 ∆ακτύλι	ς στήρι�ης
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Τυπική �άση µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

Περιστρ
�ή και αλλαγή τ
υ µήκ
υς εργασίας

• Η περιστρ	�ή και η αλλαγή τ	υ µήκ	υς εργασίας
γίν	νται µε τ	ν ακρι�ώς ίδι	 τρ�π	 π	υ
περιγρά�ηκε για τ	ν ESD 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να.
(Βλ. σελίδα 24)

Περι
ρισµς τ
υ εύρ
υς περιστρ
�ής

Μπ	ρείτε να περι	ρίσετε τ	 εύρ	ς
περιστρ	�ής τ	υ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να σε
ακτίνα 90° µε τη �	ήθεια τ	υ ειδικ	ύ

δακτύλι	υ στήρι�ης. Αυτή η λειτ	υργία είναι
ιδιαίτερα �ρήσιµη για

• την άνετη επανατ	π	θέτηση τ	υ ε�	πλισµ	ύ
κατά τ	ν περι	ρισµ�

• την παραµ	νή σε συγκεκριµέν	 εύρ	ς
περιστρ	�ής κατά την εργασία σας

Για να �ρησιµ	π	ιήσετε αυτή τη λειτ	υργία, 	
πείρ	ς (εικ. 1.4) τ	υ δακτύλι	υ στήρι�ης (εικ. 1.5)
πρέπει να είναι στραµµέν	ς πρ	ς τα πάνω.
Αν αυτ� δε συµ�αίνει, πραγµατ	π	ιήστε τα ε�ής
�ήµατα:

� Λύστε τη �ίδα στ	 �	ρέα µικρ	σκ	πί	υ (εικ. 1.6).
� Α�αιρέστε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	.
� Λύστε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης

τ	υ ύψ	υς (εικ. 1.3).
� Α�αιρέστε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να µα�ί µε τη

σταυρωτή άρθρωση απ� τ	ν 	ρθ	στάτη.
� Α�αιρέστε τ	 δακτύλι	 στήρι�ης (εικ. 1.5) απ� τ	ν

	ρθ	στάτη.
� Τ	π	θετήστε τ	ν στ	ν 	ρθ	στάτη, µε τ	ν πείρ	

στραµµέν	 πρ	ς τα πάνω.
� =ανασ�ί�τε τη �ίδα σύσ�ι�ης τ	υ δακτύλι	υ

στήρι�ης (εικ. 1.5).
� Περάστε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να πάνω στ	ν

	ρθ	στάτη. � πείρ	ς τ	υ δακτύλι	υ στήρι�ης θα
πρέπει να «πιάσει» στην εσ	�ή της σταυρωτής
άρθρωσης (εικ. 1.1).

� Σ�ί�τε �λα τα περιστρ	�ικά κ	υµπιά στη
σταυρωτή άρθρωση.

Περι
ρισµς τ
υ µήκ
υς εργασίας

Τ	 µέγιστ	 µήκ	ς ε��δ	υ τ	υ 	ρι��ντι	υ
�ρα�ί	να ρυθµί�εται µε τη �ίδα περι	ρισµ	ύ.
Αυτ� είναι ιδιαίτερ	 �ρήσιµ	 για:

• την άνετη επανατ	π	θέτηση τ	υ ε�	πλισµ	ύ
• την απ	�υγή ανατρ	πής τ	υ συστήµατ	ς λ�γω

υπερ�	λικ	ύ �άρ	υς τ	υ ε�	πλισµ	ύ

� Φέρετε τη �άση στην αρ�ική της θέση.
(Βλ. σελίδα 31).

� Λύστε τ	 µ	�λ� ρύθµισης τ	υ µήκ	υς εργασίας
στη σταυρωτή άρθρωση.

� Φέρετε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στ	
επιθυµητ� µήκ	ς εργασίας.

� Μετακινήστε τη ρυθµι��µενη ακινητ	π	ίηση 
(εικ. 1.2) µέ�ρι να �τάσει στη σταυρωτή άρθρωση
(εικ. 1.1).
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Εικ. 1 MS5 µε µη�ανισµ� αδρής/ λεπτ	µερ	ύς
εστίασης, λαµπτήρα L2, διπλή καµπύλη,
υπ	δ	�ή λαµπτήρα για τ	ν 	ρθ	στάτη
470/35, Τυπική �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να και Μεσαία επίπεδη �άση

1 Σταυρωτή άρθρωση
2 Ρυθµι��µενη ακινητ	π	ίηση
3 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ

ύψ	υς
4 ∆ακτύλι	ς περι	ρισµ	ύ τ	υ εύρ	υς

περιστρ	�ής
5 ∆ακτύλι	ς στήρι�ης
6 Βίδα σταθερ	π	ίησης τ	υ �	ρέα 	πτικ	ύ

συστήµατ	ς

6

3
4
5 

1 2

Εικ. 1
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Μεγάλη �άση µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

Αλλαγή τ
υ ύψ
υς εργασίας

� Σ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης
τ	υ µήκ	υς εργασίας (εικ. 1.2).

� Λύστε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης
τ	υ ύψ	υς στη σταυρωτή άρθρωση (εικ. 1.1).

� Φέρετε τώρα, µε τη �	ήθεια της µανι�έλας, τ	
σύστηµα (εικ. 1.4) στ	 επιθυµητ� ύψ	ς εργασίας.

� Τελειών	ντας, σ�ί�τε πάλι τ	 περιστρ	�ικ�
κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ ύψ	υς (εικ. 1.1)

Η αντίσταση περιστρ	�ής της µανι�έλας
ρυθµί�εται, �ωρίς δια�αθµίσεις, µε τ	
παρε��µεν	 κλειδί Allen. Η ρύθµιση αυτή

ε�αρτάται απ� την απαιτ	ύµενη δύναµη και τ	
�άρ	ς τ	υ ε�	πλισµ	ύ.

� Ρυθµίστε τη �ίδα ε�άγωνης κε�αλής µε τ	
παρε��µεν	 κλειδί, σε στρ	�ές εν�ς τετάρτ	υ.
(εικ. 1.3)

• Για να αυ�ήσετε την αντίσταση περιστρ	�ής,
σ�ί�τε τη �ίδα δε�ι�στρ	�α και για να τη
µειώσετε, αριστερ�στρ	�α.

Π	τέ µη γυρνάτε �ίαια τη µανι�έλα.
Μπ	ρεί να πρ	κληθ	ύν �ηµιές στην
	δ	ντωτή ρά�δ	 και τ	ν 	δ	ντωτ� τρ	��.
Αν περιστρέ�εται µε µεγάλη δυσκ	λία,

ελέγ�τε τα ε�ής:
• Έ�ει σ�ι�τεί η άνω �ίδα της σταυρωτής

άρθρωσης; =εσ�ί�τε την σε αυτήν την
περίπτωση.

• Έ�ει σ�ι�τεί υπερ�	λικά η �ίδα ε�άγωνης
κε�αλής στη µανι�έλα; =εσ�ί�τε την σε αυτήν
την περίπτωση �αθµιδωτά.

Αλλαγή τ
υ µήκ
υς εργασίας

� Σ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης
τ	υ ύψ	υς (εικ. 1.1)

� =εσ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί
σταθερ	π	ίησης τ	υ µήκ	υς εργασίας (εικ. 1.2)

� Τρα�ή�τε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να έ�ω απ� τη
σταυρωτή άρθρωση και ως τ	 πρ	�λεπ�µεν	
µήκ	ς εργασίας.

� Σ�ί�τε τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης
τ	υ µήκ	υς εργασίας (εικ. 1.2)

Περι
ρισµς τ
υ µήκ
υς εργασίας

Τ	 µέγιστ	 µήκ	ς εργασίας τ	υ 	ρι��ντι	υ �ρα�ί	να
µπ	ρεί να ρυθµιστεί µε τη ρυθµι��µενη
ακινητ	π	ίηση. Η διαδικασία είναι παρ�µ	ια µε
εκείνη για τ	ν Τυπικ� 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να. Θα τη
�ρείτε στη σελίδα 26.

Περιστρ
�ή τ
υ 
ρι/ντι
υ �ρα�ί
να

Η πλάγια περιστρ	�ή πραγµατ	π	ιείται µέσω τ	υ
µ	�λ	ύ στ	 πέλµα τ	υ 	ρθ	στάτη:
� Σ�ί�τε τα δύ	 περιστρ	�ικά κ	υµπιά στη

σταυρωτή άρθρωση (εικ. 1.1 και 1.2).
� Ελευθερώστε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης στ	 πέλµα τ	υ

	ρθ	στάτη. (Εικ. 1.8)
� Στρέψτε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στην

επιθυµητή θέση.
� =ανασ�ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης.

Περι
ρισµς τ
υ εύρ
υς περιστρ
�ής

Και η Μεγάλη �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να επιτρέπει τ	ν περι	ρισµ� τ	υ
εύρ	υς περιστρ	�ής σε ακτίνα 90° της 

επιλ	γής σας. Αυτή η λειτ	υργία πραγµατ	π	ιείται
µέσω τ	υ δακτύλι	υ στ	 πέλµα τ	υ 	ρθ	στάτη 
(εικ. 1.7):
� Ελευθερώστε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης για τ	ν

περι	ρισµ� της πλάγιας περιστρ	�ής. (Εικ. 1.6)
� Κλίνατε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 στην

επιθυµητή αρ�ική θέση, �πως περιγρά�ηκε
πρ	ηγ	υµένως.

� Στρέψτε τ	 δακτύλι	 (εικ. 1.7) µέ�ρι τέλ	υς, σε
	π	ιαδήπ	τε κατεύθυνση.

� =ανασ�ί�τε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης. (Εικ. 1.6)
� Μη σ�ί�ετε τ	 µ	�λ� σύσ�ι�ης, αν δεν επιθυµείτε

να περι	ρίσετε τ	 εύρ	ς περιστρ	�ής.

� δακτύλι	ς στ	 πέλµα τ	υ 	ρθ	στάτη
(εικ. 1.7) πρέπει να σταθερ	π	ιηθεί µε τ	
µ	�λ� σύσ�ι�ης κατά τρ�π	, π	υ να
επικάθεται στ	 πέλµα (εικ. 1.9) 

Η επιλ	γή δια�	ρετικών τ	π	θετήσεων µπ	ρεί να
�λάψει την 	δ	ντωτή ρά�δ	 τ	υ 	ρθ	στάτη (εικ. 1.5).
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Εικ. 1

Εικ. 1 MZ16 µε ψη�ιακή �ωτ	γρα�ική µη�ανή
Leica DFC300, µη�ανισµ� αδρής/ λεπτ	µερ	ύς
εστίασης και Μεγάλη �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να

1 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ ύψ	υς
2 Περιστρ	�ικ� κ	υµπί σταθερ	π	ίησης τ	υ µήκ	υς

εργασίας
3 Μ	�λ�ς ρύθµισης της αντίστασης περιστρ	�ής
4 Μανι�έλα ρύθµισης ύψ	υς
5 �δ	ντωτή ρά�δ	ς
6 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης στ	 δακτύλι	
7 ∆ακτύλι	ς στ	 πέλµα τ	υ 	ρθ	στάτη
8 Μ	�λ�ς σύσ�ι�ης για τη σταθερ	π	ίηση τ	υ

	ρθ	στάτη
9 Πέλµα τ	υ 	ρθ	στάτη

1

2

5

6
7
8
9

3
4
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Απ
µάκρυνση απ τ
 �ώρ
 εργασίας

Ασ�αλί�	ντας τη �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να πριν απ	µακρυνθείτε απ� τ	
�ώρ	 εργασίας, απ	�εύγετε
τραυµατισµ	ύς και �ηµιές στ	 �ώρ	
εργασίας:

� Φέρετε τη �άση µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να στην
αρ�ική της θέση (�λ. σελίδα 31).

� Σ�ί�τε �λα τα περιστρ	�ικά κ	υµπιά και τ	υς
µ	�λ	ύς/ �ίδες σύσ�ι�ης για να απ	�ύγετε
ακ	ύσια κίνηση της �άσης µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να.

Μετα�
ρά �άσεων µε περιστρ
�ικ
�ρα�ί
να

�ι �άσεις µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να
Leica απ	τελ	ύνται απ� �αριά µεταλλικά
µέρη. Για τ	 λ�γ	 αυτ�, �ταν απ	συν-
αρµ	λ	γείτε µια �άση για να τη 

µετα�έρετε σε δια�	ρετικ� �ώρ	 εργασίας,
ακ	λ	υθήστε τις ε�ής υπ	δεί�εις:

� Η µετα�	ρά της επίπεδης �άσης µε
πρ	σαρτηµέν	 	ρθ	στάτη, πρέπει να γίνεται
πάντ	τε απ� δύ	 άτ	µα.

� Α�αιρέστε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 απ� τ	
µη�ανισµ�/ �ρα�ί	να εστίασης.

� Α�αιρέστε τ	ν 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να µα�ί µε τη
σταυρωτή άρθρωση απ� τ	ν 	ρθ	στάτη.

� Η Μεγάλη επίπεδη �άση έ�ει στη µία πλευρά µια
εσ	�ή για τ	 πιάσιµ� της, π	υ διευκ	λύνει τη
µετα�	ρά. (Eικ. 1)

� Για την κάλυψη µεγαλύτερων απ	στάσεων,
�ρησιµ	π	ιήστε ειδικά �	ηθήµατα µετα�	ράς,
π.�. καρ	τσάκι.

Εικ. 1

Εικ. 1 Μεγάλη επίπεδη �άση µε εσ	�ή για τ	
πιάσιµ� της
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Στην αρ�ική θέση εµπ	δί�εται η ανα-
τρ	πή της �άσης, µε τις επακ�λ	υθες
�ηµιές. Φέρετε τη �άση µε περιστρ	�ικ�
�ρα�ί	να 	πωσδήπ	τε στην αρ�ική θέση
(εικ. 2) πριν:

• α�αιρέσετε τ	 στερε	σκ	πικ� µικρ	σκ�πι	 απ�
τ	 �	ρέα µικρ	σκ	πί	υ.

• αντικαταστήσετε ε�	πλισµ�, �πως λαµπτήρες ή
µ	νάδες Ergo.

• απ	µακρυνθείτε απ� τ	 �ώρ	 εργασίας.

� Παραλληλίστε τ	ν 	ρι��ντι	 ά�	να µε τη
µεγαλύτερ	υ µήκ	υς πλευρά της επίπεδης
�άσης. (Εικ. 1)

� Σπρώ�τε τ	ν εκτεταµέν	 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να
πρ	ς τα πίσω, ως τη σταυρωτή άρθρωση. (Eικ. 2)

� Βε�αιωθείτε πως έ�	υν σ�ι�τεί �λα τα
περιστρ	�ικά κ	υµπιά, καθώς και 	ι µ	�λ	ί και 	ι
�ίδες σύσ�ι�ης.

Αρ�ική θέση

=ι ακλ
υθες υπ
δεί�εις �ειρισµ
ύ θα σας �
ηθήσ
υν να διαπιστώσετε αν τ
 συν
λικ
�άρ
ς τ
υ ε�
πλισµ
ύ τ
υ στερε
σκ
πικ
ύ µικρ
σκ
πί
υ ενδείκνυται για τ

πρ
�λεπµεν
 µήκ
ς εργασίας και τ
 εύρ
ς περιστρ
�ής. Τηρείτε σε κάθε περίπτωση
αυτές τις υπ
δεί�εις και �ε�αιωθείτε πως λα τα άτ
µα π
υ εργά/
νται σε �άσεις µε
περιστρ
�ικ �ρα�ί
να Leica τις έ�
υν δια�άσει και καταν
ήσει.

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 1 Μεγάλ	ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας,
παραλληλισµέν	ς µε τη µεγαλύτερ	υ
µήκ	υς πλευρά της επίπεδης �άσης

Εικ. 2 Μεγάλ	ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας στην αρ�ική
θέση
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Επιλ
γή ασ�αλ
ύς γωνίας περιστρ
�ής

• Θα �ρείτε τ	 µέγιστ	 επιτρεπτ� �	ρτί	
πρ�σθετ	υ ε�	πλισµ	ύ για τη �άση µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να Leica, στ	ν πίνακα της
σελίδας 34/35.

• =εκινώντας απ� την αρ�ική θέση (εικ. 1.1) και µε
τ	 µέγιστ	 πρ�σθετ	 �	ρτί	, µπ	ρείτε να
εκτελέσετε περιστρ	�ή ως και ±30°. (Eικ. 1)

• Σε γωνίες περιστρ	�ής >30° (εικ. 2) θα πρέπει να
µειωθεί τ	 �άρ	ς ή τ	 µήκ	ς εργασίας. (Eικ. 2)

• Στις σελίδες 36/37 παρατίθεται πίνακας µε τυπικά
�άρη ε�αρτηµάτων

� Πριν συνε�ίσετε την εργασία σας στη �άση µε
περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να, έ�	ντας αλλά�ει τ	
µήκ	ς εργασίας, δ	κιµάστε πρ	σεκτικά τ	ν
επιλεγµέν	 συνδυασµ� πρ	�λεπ�µεν	υ µήκ	υς
εργασίας και απαιτ	ύµενης γωνίας περιστρ	�ής.

=ι �άσεις µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να Leica έ�
υν �ελτιστ
π
ιηθεί σ�ετικά µε τ
 µέγιστ

εύρ
ς δράσης και την σταθερτητα τ
υς. Παρ' λα αυτά, 
 εσ�αλµέν
ς συνδυασµς
�άρ
υς, µήκ
υς εργασίας και γωνίας περιστρ
�ής µπ
ρεί να 
δηγήσει σε ανατρ
πή της
�άσης.

Παράδειγµα τυπικής ε�αρµ
γής

Στ	 επ�µεν	 παράδειγµα παρατίθεται 	 τρ�π	ς µε
τ	ν 	π	ί	 µπ	ρείτε να ελέγ�ετε αν 	 επιλεγµέν	ς
συνδυασµ�ς στερε	σκ	πικ	ύ µικρ	σκ	πί	υ,
ε�	πλισµ	ύ και �άσης µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να
είναι επιτρεπτ�ς:

• Ας υπ	θέσ	υµε θα �ρησιµ	π	ιήσετε Τυπικ�
	ρι��ντι	 �ρα�ί	να µε Μεσαία �άση και
µη�ανισµ� εστίασης µε δυνατ�τητα κλίσης 
(10 447 256).

• Στ	ν πίνακα της σελίδας 34 θα δείτε, πως αυτ�ς 	
συνδυασµ�ς επιτρέπει στην αρ�ική θέση (εικ. 1.1)
µέγιστ	 πρ�σθετ	 �	ρτί	 5,2kg.

• Ας υπ	θέσ	υµε πως στην πρ	ανα�ερθείσα �άση
µε περιστρ	�ικ� �ρα�ί	να θα �ρησιµ	π	ιήσετε
τ	ν ακ�λ	υθ	 ε�	πλισµ� στερε	σκ	πικ	ύ
µικρ	σκ	πί	υ:

Leica MZ6
10 445 614 Leica MZ6 Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 445 619 Κεκλιµέν	 δι	πτρικ� σύστηµα 

παρατήρησης 45°
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 422 563 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς,

α�ρωµατικ�ς 0.5x, σειρά M

Τ	 συν	λικ� �άρ	ς αυτ	ύ τ	υ συνδυασµ	ύ είναι
1,8kg (λίστα στη σελίδα 36). Μπ	ρείτε να τ	ν
�ρησιµ	π	ιήσετε ά�	�α µε µέγιστ	 µήκ	ς εργασίας
σε εύρ	ς περιστρ	�ής ±30°!

Εικ. 1 Βέλτιστ	 εύρ	ς περιστρ	�ής τ	υ 	ρι��ντι	υ
�ρα�ί	να µε µέγιστ	 �	ρτί	 ε�	πλισµ	ύ

Εικ. 2 Εύρ	ς περιστρ	�ής, στ	 	π	ί	 τ	 µήκ	ς
εργασίας και η γωνία περιστρ	�ής πρέπει να
πρ	σαρµ	στ	ύν πρ	σεκτικά στ	ν
επιλεγµέν	 �	ρτί	 ε�	πλισµ	ύ

Υπ
δεί�εις για την 
ρι/ντια περιστρ
�ή
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Εικ. 1

Εικ. 2

1.1
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Πίνακας επιτρεπτ
ύ �άρ
υς ε�αρτηµάτων

Στ
ν ακλ
υθ
 πίνακα παρατίθενται πληρ
�
ρίες σ�ετικά µε τ
 επιτρεπτ πρσθετ
 �
ρτί
,
ανάλ
γα µε τ
 �ρησιµ
π
ι
ύµεν
 
ρι/ντι
 �ρα�ί
να, 
ρθ
στάτη, επίπεδη �άση και �ρα�ί
να/
µη�ανισµ εστίασης. Η µέγιστη τιµή ισ�ύει για την εκάστ
τε �άση µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να
στην αρ�ική θέση (σελίδα 29).

10 447 260 10 446 436 10 447 260 10 446 436

10 447 254/
10 447 255

10 447259 &
10 446 344

10 447 256

10 447 257

10 447 258

10 447 097 µε 
10 447 008

10 447 098 µε 
10 447 008

=ρι/ντι
ς
�ρα�ί
νας

µε 
ρθ
στάτη

Επίπεδη �άση

Β
ρ

α
�ί



να

ς/
 Μ

η
�α

νι
σ

µ


ς 
εσ

τί
α

σ
η

ς

3,2kg

3,6kg

X

X

X

6,6kg

8kg

X

X

X

3,2kg

3,6kg

2kg

X

X

6,6kg

4,6kg

5,2 kg

4,6kg

X
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10 446 437 10 446 437

10 447 254/
10 447 255

10 447259 &
10 446 344

10 447 256

10 447 257

10 447 258

10 447 099 µε 
10 447 014

10 447 099 µε 
10 447 230

=ρι/ντι
ς
�ρα�ί
νας

µε 
ρθ
στάτη

Επίπεδη
�άση

Β
ρ

α
�ί



να

ς/
 Μ

η
�α

νι
σ

µ


ς 
εσ

τί
α

σ
η

ς

14kg

14,5kg

13,5kg

11kg

11kg

13kg

13,5kg

12,5kg

11kg

10,5kg
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Λίστα τυπικών �αρών ε�αρτηµάτων

Στην ακ�λ	υθη λίστα παρατίθεται µια σύν	ψη
σ�ετικά µε τ	 µέγιστ	 �άρ	ς δια��ρων
τυπικών ε�αρτηµάτων. Λαµ�άν	ντας υπ�ψη

σας και τ	ν πίνακα στις σελίδες 34/35 µπ	ρείτε να
εκτιµήσετε τη συµ�ατ�τητα της απαιτ	ύµενης
γωνίας περιστρ	�ής και τ	υ µήκ	υς εργασίας µε
τ	ν πρ	�λεπ�µεν	 ε�	πλισµ�.

Leica S8 APO
10 446 298 Leica S8 APO Stereozoom 1.0x-8.0x
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
10 446 337 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς,

απ	�ρωµατικ�ς 2.0x, S8 APO
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
10 447 131 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/23,

ρυθµι��µεν	ι, σειρά S
Συν
λικ �άρ
ς ε�
πλισµ
ύ 2,9kg

Leica S6 E
10 446 294 Leica S6 E Stereozoom 0.63x-4.0x
10 447 130 Πρ	σ	�θάλµι	ς �ακ�ς 10x/23, �ωρίς 

δυνατ�τητα ρύθµισης, σειρά S
10 447 131 Πρ	σ	�θάλµι	ς �ακ�ς 10x/23,

ρυθµι��µεν	ς, σειρά S
10 446 323 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς ErgoLens® 0,6x-

0,75x, 77-137mm
Συν
λικ �άρ
ς 1,7kg

Leica MZ 6
10 445 614 Leica MZ6 Φ	ρέας 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
10 445 619 Κεκλιµέν	 δι	πτρικ� σύστηµα 

παρατήρησης 45°
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 422 563 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς,

α�ρωµατικ�ς 0.5x, σειρά M
Συν
λικ �άρ
ς 1,8kg

Leica MZ75
10 446 371 Leica MZ75 Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 446 275 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς επίπεδ	υ 

πεδί	υ 1.0x, σειρά M
10 445 822 ErgoTube® 10°-50°
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 446 309 Κε�αλή τεκµηρίωσης HD V
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
Συν
λικ �άρ
ς 4,8kg

Leica MZ95
10 446 272 Leica MZ95 �	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 446 275 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς επίπεδ	υ 

πεδί	υ 1.0x, σειρά M
10 445 924 Τρι	�θάλµια κε�αλή, σειρά M
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
30 120 201 ∆ακτυλι	ειδής �ωτισµ�ς RL-66/750
Συν
λικ �άρ
ς 4,6kg

Leica MZ125
10 446 370 Leica MZ125 Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 445 819 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς, επίπεδ	υ 

πεδί	υ 1.0x, σειρά M
10 445 822 ErgoTube® 10°-50°
Συν
λικ �άρ
ς 3,7kg

Leica MZ125
10 446 370 Leica MZ125 Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 445 924 Τρι	�θάλµια κε�αλή, σειρά M
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 445 819 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς, επίπεδ	υ 

πεδί	υ 1.0x, σειρά M
10 446 123 ErgoWedge® 5°-25°
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 018 Ψη�ιακή κάµερα Leica DC500 & σετ SW
30 120 201 ∆ακτυλι	ειδής �ωτισµ�ς RL-66/750
Συν
λικ �άρ
ς 5,2kg

Leica MZ16
10 447 102 Leica MZ16 Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 447 157 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς επίπεδ	υ πεδί	υ,

απ	�ρωµατικ�ς 1.0x, σειρά M, µήκ	ς 
εργασίας=55mm

10 445 924 Τρι	�θάλµια κε�αλή, σειρά M
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
30 120 201 ∆ακτυλι	ειδής �ωτισµ�ς RL-66/750
Συν
λικ �άρ
ς 5,7kg
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Leica MZ16 A
10 447 103 Leica MZ16 A Φ	ρέας 	πτικ	ύ 

συστήµατ	ς
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 445 822 ErgoTube® 10°-50°
10 446 309 Κε�αλή τεκµηρίωσης HD V
10 447 075 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς, επίπεδ	υ πεδί	υ 

0.8x, µεγάλ	υ µήκ	υς εργασίας,σειρά M
10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
30 120 201 ∆ακτυλι	ειδής �ωτισµ�ς RL-66/750
Συν
λικ �άρ
ς 6,9kg

Leica MZ16 FA
10 447 063 MZ16 FA Φ	ρέας 	πτικ	ύ συστήµατ	ς
11 504 069 Περί�ληµα λαµπτήρων 106z, Hg 100W,

4 �ακών, 1,5m
10 447 160 2 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 10x/21B,

ρυθµι��µεν	ι
10 445 924 Τρι	�θάλµια κε�αλή, σειρά M
10 447 157 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς επίπεδ	υ πεδί	υ,

απ	�ρωµατικ�ς 1.0x, σειρά M, µήκ	ς 
εργασίας=55mm

10 446 261 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς �ίντε	 0.63x
12 730 044 Ψη�ιακή κάµερα Leica DFC480
Συν
λικ �άρ
ς 9,2kg
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Μεγάλ	ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

Τύπ	ς: 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας περιστρ	�ής για στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια 

και µακρ	σκ�πια Leica

γωνία περιστρ	�ής 360° µε πρ	αιρετικ� περι	ρισµ� εύρ	υς σε ακτίνα 90°

ρυθµι��µενη ακινητ	π	ίηση για τ	ν περι	ρισµ� τ	υ µήκ	υς εργασίας

ρύθµιση ύψ	υς µε 	δ	ντωτή ρά�δ	

µεγ. µήκ	ς εργασίας: 560mm

µεγ. επιτρεπτ� πρ�σθετ	 �	ρτί	: 20kg (�ωρίς �ρα�ί	να ή µη�ανισµ� εστίασης)

Τυπικ�ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

Τύπ	ς: 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας περιστρ	�ής για στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια 

και µακρ	σκ�πια Leica

γωνία περιστρ	�ής 360° µε πρ	αιρετικ� περι	ρισµ� εύρ	υς σε ακτίνα 90°

ρυθµι��µενη ακινητ	π	ίηση για τ	ν περι	ρισµ� τ	υ µήκ	υς εργασίας

µεγ. µήκ	ς εργασίας: 476mm

µεγ. επιτρεπτ� πρ�σθετ	 �	ρτί	: 13,2kg (�ωρίς �ρα�ί	να ή µη�ανισµ� εστίασης, µε Μεσαία επίπεδη �άση)

ESD oρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

Τύπ	ς: 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας περιστρ	�ής για στερε	σκ	πικά µικρ	σκ�πια 

και µακρ	σκ�πια Leica

γωνία περιστρ	�ής 360°

µεγ. µήκ	ς εργασίας: 452mm

µεγ. επιτρεπτ� πρ�σθετ	 �	ρτί	: 6,6kg (�ωρίς �ρα�ί	να η µη�ανισµ� εστίασης, µε Μικρή επίπεδη �άση)

�ρθ	στάτες

�ρθ	στάτης 800/57 �ρθ	στάτης για Μεγάλ	 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

ύψ	ς: 800mm, διάµετρ	ς: 57mm

αν	διωµέν	 αλ	υµίνι	, 	δ	ντωτή ρά�δ	ς για ρύθµιση τ	υ ύψ	υς,

µ	�λ�ς σύσ�ι�ης για τη σταθερ	π	ίηση της 	ρι��ντιας περιστρ	�ής

µ	�λ�ς σύσ�ι�ης για τη σταθερ	π	ίηση τ	υ εύρ	υς περιστρ	�ής

�ρθ	στάτης 560/57 �ρθ	στάτης για Μεγάλ	 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

ύψ	ς: 560mm, διάµετρ	ς: 57mm

αν	διωµέν	 αλ	υµίνι	 

	δ	ντωτή ρά�δ	ς για ρύθµιση τ	υ ύψ	υς

µ	�λ�ς ασ�άλισης για τη σταθερ	π	ίηση της 	ρι��ντιας περιστρ	�ής

µ	�λ�ς ασ�άλισης για τη σταθερ	π	ίησης τ	υ εύρ	υς περιστρ	�ής

�ρθ	στάτης 470/35 �ρθ	στάτης για ESD/Τυπικ� 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

ύψ	ς: 470mm, διάµετρ	ς: 35mm

επι�ρωµιωµέν	ς �άλυ�ας

Επίπεδες �άσεις

Μεγάλη επίπεδη �άση για Μεγάλ	 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

πλάτ	ς x ύψ	ς x �άθ	ς: 400x300x28,5mm

�άρ	ς: 20kg

Μεσαία επίπεδη �άση για Τυπικ� και ESD 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

πλάτ	ς x ύψ	ς x �άθ	ς: 330x220x33,5mm

�άρ	ς: 17kg

Μικρή επίπεδη �άση για Τυπικ� και ESD 	ρι��ντι	 �ρα�ί	να

πλάτ	ς x ύψ	ς x �άθ	ς: 260x220x33,5mm

�άρ	ς: 13,5kg

Τε�νικά �αρακτηριστικά
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∆ιαστάσεις

Μεγάλ
ς 
ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας
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Τυπικς 
ρι/ντι
ς �ρα�ί
νας
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ESD oρι/ντι
ς �ρα�ί
νας
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=ρθ
στάτης 800/57

=ρθ
στάτης 560/57

=ρθ
στάτης 470/35
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Πέλµα

Σ�ιγκτήρας τραπε/ι
ύ
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Επίπεδες �άσεις Μεγάλη, Μεσαία και Μικρή
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Κωδικ
ί πρ
ϊντων µε συν
πτική περιγρα�ή

10 447 097 ESD 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

10 447 098 Τυπικ�ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

10 447 008 �ρθ	στάτης 470/35mm

10 447 260 Μικρή επίπεδη �άση

10 446 436 Μεσαία επίπεδη �άση

10 447 006 Πέλµα

10 447 007 Σ�ιγκτήρας τραπε�ι	ύ

10 447 254 Μη�ανισµ�ς εστίασης µε δυνατ�τητα κλίσης, σειρά M

10 447 255 Μη�ανισµ�ς εστίασης µε δυνατ�τητα κλίσης, σειρά S / σειρά Z

10 447 259 Στήλη λήψεως µε δυνατ�τητα κλίσης, ∅ 25mm

10 446 344 Βρα�ί	νας εστίασης, για 	ρθ	στάτες µε ∅ 25mm

10 447 099 Μεγάλ	ς 	ρι��ντι	ς �ρα�ί	νας

10 447 014 �ρθ	στάτης 560/57mm

10 447 230 �ρθ	στάτης 800/57mm

10 446 437 Μεγάλη επίπεδη �άση 

10 447 256 Μη�ανισµ�ς εστίασης µε δυνατ�τητα κλίσης

10 447 257 Μη�ανισµ�ς αδρής/λεπτ	µερ	ύς εστίασης, µε δυνατ�τητα κλίσης

10 447 258 Μη�ανική εστίαση µε δυνατ�τητα κλίσης, 300mm

10 447 196 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ για τη σειρά Z

10 446 394 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ για τις σειρές S / Z

10 445 617 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ για µ	ντέλα MS5 – MZ95

10 447 114 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ για µ	ντέλα MZ125 – MZ16 A 

10 447 062 Φ	ρέας µικρ	σκ	πί	υ AX για µ	ντέλα MZ125 – MZ16 A
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Σ�ήµα διάτα�ης �άσεων µε περιστρ
�ικ �ρα�ί
να

10 447 097

10 447 259

10 446 344

10 447 254

10 447 255

10 447 006

10 446 436

10 447 260
10 447 007

10 447 098

10 447 008

for M-Series

for S-Series / Z-Series (A,Y)

for S-Series / Z-Series (A,Y)
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10 447 258

10 447 257

10 447 256

10 447 099

10 447 014

10 447 230

10 446 437

10 445 617 MS5 - MZ9s
10 447 114 MZ12s - MZ16 A

10 446 394
for S-Series / Z-Series (A,Y)

10 447 062

AX

10 447 196
for Z-Series (AS)



Leica Microsystems – the brand
for outstanding products

Leica Microsystems – an international company 
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 20 00 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison 

Cédex Tel. +33 1 4732 8585 Fax +33 1 4732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 543 596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2 514 6548
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 41 32 130 Fax +31 70 41 32 109
Portugal: Lisbon Tel. +35 1 213 814 766 Fax +35 1 213 854 668
Singapore: Tel. +65 6 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 9530 Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois Tel. +1 800 248 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems 
in more than 100 countries.

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

● Microscopy Systems
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

● Specimen Preparation
We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

● Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

● Semiconductor Equipment
Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Phone +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 33 99
www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com
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